Chocs produits par laser : Une question de plasma avant tout ?
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Le choc laser consiste en l'utilisation de plasmas hautes pressions (GPa) produits par laser a moyen
flux (1-100 GW/cm?) dans la gamme de durée du ns (1-40 ns). En reaction a la détente de ce plasma,
une onde de choc se propage dans le matériau. Elle peut améliorer les performances des surfaces
métalliques en générant un champ de contrainte résiduelles de compression (Laser Shock Peening).
Elle peut aussi produire des phénomeénes locaux de traction pour solliciter les interfaces (Test
d’adhérence) et endommager les matériaux. La maitrise du chargement est I'enjeu majeur de ces
applications. En effet, la sensibilité des procédés est liée a une maitrise du chargement de pression et
donc de l'interaction laser matiere. En laboratoire, les plasmas sont produits sous vide alors que
pour les applications industrielles le régime confiné est privilégié. La surface cible est recouverte par
un matériau transparent au laser limitant la détente du plasma. Celui est dense (densité proche du
solide) et froid (quelques eV). Les récentes recherches [1][2] ont permis des avancées significatives en
s‘appuyant sur de nouveaux moyens expérimentaux et modeles numériques. Lobjectif de cette
présentation est un de faire un état de I'art sur ces derniers travaux dont les résultats ont fourni pour
la premiére fois par exemple des données microscopiques sur les plasmas produits. Ils seront aussi
mis dans le contexte des applications en relation avec les propriétés mécaniques des matériaux et les
enjeux sociétaux associés.
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